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-
-

-
tru laserowego HP 5529A,

-

W celu nadania klasy niwelatorom wykorzystywanym do realizacji podstawo-
-

z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego stanowiska. W pomiarze tym wy-
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-

-

-

-
ra takie jak:

1) luneta:

2) kompensator:

-
wej osi obrotu niwelatora, czyli:

-

Rys. 1. -
welatorów: I – interferometr,  – laser,  – komputer,  – drukarka,  – pryzmat interfero-
metru laserowego, -
miarowej, c  – suport pionowy pryzmatu, 
suportu pionowego pryzmatu, M – mikroskop Abbego, M – suport pionowy mikroskopu, 

o – kolumna obserwacyjna, W – wózek pomiarowy, t – tor 
wózka pomiarowego, -

e – czujniki do pomiaru temperatury, o – kolimator, N – badany 
niwelator, 
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-

-

-
tora,

3) mikrometr:

-
-
-

-

-

-

-

2,025 mm.
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SI-3

(rys. 2 i 3).

Rys. 2.

Rys. 3.
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Rys. 4. 
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-
-

-



76

-

-

-

Rys. 5.

-
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-

-
-

ry zastosowano obiektyw mikroskopowy o ogniskowej 25 mm.

Rys. 6.

int,

int ,
-

tora.
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-

typów. 

HP 5529A zawiera:

-

-

T.: -

.:

-
-
,

s. 13–20.
-

Gavle, Sweden, 1999.

. „Geo-
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